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BASIC-ABSTRACT: 

The film thickness of methyl contng. cpds is measured by reflected 
I.R. He-Ne laser beam. A single beam is chopped into a reference and 
a measurement beam, mirrors collect a reflected beam from the surface 
with the film of e.g. toluene, xylene acetone, methanol. The two 
beams, which are now in effect pulses, are fed into a detector and an 
electronic logic circuit then measures the variation in intensity and 
indicates the thickness. This can be coupled to a control circuit to 
control the film thickness. 
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Verfahren zur Schichtdickenbestimmung organischer Methylver- 
bindungen 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Schichtdicken- 
bestimmung organischer Methylverbindungen und eine Anordnung zur 
Durchfuhrung des Verfahrens* 

Schichtdickenbestimmungen Kurd en bisher sehr haufig nach empiri- 
schen Verfahren vorgenommen. Auch ist es bekannt, die Schicht- 
dicke von transparenten Medien mit Hilfe optischer Transmission 
zu bestimmen. 



Alle bisher bekannten Verfahren weisen den Nachteil auf f dafl sie 
nicht in der Lage sind, Werte hoher- Genauigkei, t und vor allem mit 
so groBor Geschwindigkeit hervorzubringen, daO daraus ein Regel- 
sigrnal zur Optimierung komplexer Vorg?inge abgeleitet werden kann. 
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Der Erfindung liftgt die Aufgabo zugrunde, ein Verfahran nebst 
der zugehorigen Anordnung zur Durchfiihrung des Vcrfahrena zu 
entwickrln, womit Film- bzw. Schich tdicken organischer Methyl- 
verbindungon t wie zum Dbispiel Methanol, Aceton, Toluol, Xylol, 
Curaol oder Acetophenon, in einem Dereich von wenigen^wi bestimmt 
werden konnen. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daft der Inf rarot-Laserstrahl , 
vorzugsweise einea He-Ne-Lasers , mittels einer Chopperanordnung 
in einen Meflstrahl und in einon Ref erenzstrahl geteilt wird, wo- 
ven der MeOstrahl auf die Schicht und der Ref erenzstrahl aiif 
einen unbeschichteten Teil des Tragers senkrecht auf tref f en 
und die beiden ref 1 ektierten Strahlen einera Detektor mit nach- 
geschalteter Elektronik zur Bildung eines Dif f erenzsignals zu- 
gefiihrt werden. Durch diese Maflnahmen ist es beispielsweise 
moglich gemacht, die Filmdicke des Toluol -Farbgemi schea auf dera 
Formzylinder von Druckereimaschinen kontinulerlich xxf messen . 
und hieraus ein Regelslgnal zur Optimierung der Druckqualitat 
zu gewinnen. Hierbei wird das Regelslgnal mit grofler Geschwin- 
digkeit erhalten, was eine Folge des Einsatzes von Laserllcht 
ist, dessen hohe S trahlint ensi tat auch bei sehr diinnen Schicht en 
noch ein sehr gut auswertbares Signal liefert, 

Zur Durchfiihrung des Verfahrens wird vorgeschlagen, dafl in dem 
Strahlengang eines IR-Lasers eine Choppereinrichtung und ein 
Planspiegel angeordnet ist und den ref lektierenderi Strahlen eiri 
halbdurchlassiger Spiegel, ein Detektor nebst Vcrstnrker sowie 
eine Auswertelektronik zugeordnet s£nd« 

Durch diese Ausbildung ist es moglich, die Inf raro t-Absorpt ion 
der betreffenden Mrthy Iverbindungen zur Mestimmung der Filra- 
nder Schichtdicke auszunutzen. 

Es hat sich in Vorsuchrn gezrigt, dafl din Mcthylgruppc CH^ im 
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Infrarot-Energiebereich von 2900 cm" 1 (= ca. Jtk^a.) stark ange- 
regt wird, d. h. im Inf raro tspektrum zeigen sich an dieser Stel- 
le ausgcpragte Absorptionslinien. Als Lichtquellc fUr die Ab- 
sorptionsmessungen wird ein He-Ne-Laser vorgeschlagen, der eine 
Linie bei 3»39^ emittiert. Durch die spezielle Eigenschaft des 
Laserlichts (starke Bundelung bei hoher Intensitat) wird damit 
eine sehr einfache Mefianordnung ermoglicht, welche eine fur 
technische Zwecke geniigend genaue Schichtdickcnbestimmung er- 
laubt. 

Die Erfindung ist nachstehend an einein Ausf uhrungsbeispiel be- 
schrieben und gezeichnet. Die einzige Figur der Zeichnung zeigt 
das Prinzip dieses Ausfiihrungsbeispiels in schematischer Dar- 
stellung. 

Der Strahl 11 eines He-Ne-Lasers 10 wird durch eine Chopper- 
anordnung 12 aufgeteilt in einen Meflstrahl lk und in einen Refer 
renzstrahl 15, die altenierend durcligelassen bzw. abgelenkt 
werden* Der Strahl lk wird nach Durchlaufen des zu untersuchen- 
den Films 20 an der Oberflache des Schichttragers 21 reflektiert. 
Der Strahl 15 dagegen wird an einer vom Film 20 freien Zone des 
Schichttragers 21 reflektiert. Beide Strahlen i4 f 15 werden iiber 
eine einfache Spiegeloptik - bestehend aus den Planspiegel 22 
und dem halbdurchlassigen Spiegel l6 - einem Infrarot-Detektor 
17 zugefiihrt. Im Interesse einer genauen Messung ist es erfor- 
derlich, daft die Weglangen von Meflstrahl lk und Ref erenzstrahl 
15 gleich sind und* weitgehend senkrecht auf die ref lektierenden 
Schichten der Methylverbindung 20 und des Schichttragers 21 
fallen. Fiir beide Strahlen 14, 15 ist der gleiche Detektor 17 
mit axigcschlossenera Verstarker l8 zu vorwenden, urn Meftf ehler 
durch Temperaturdriften zu eliminieren. Um auAerdem noch mog- 
liche *ieflfehler durch Untergrunds trahlung auszuschal ten, ist 
eino Modulation des Laserstrahles vorgesehen. In der dem Detck- 
tor 17 nachgeschalteten Elcktronik 19 wird aus dem goschwachten 
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Strahl Ik und dcra ungeschwHcht en Strahl 15 ein Diff erenzsignal 
gebildet, das dor Filmdick* - in Abhttngigkeit von desson Zu- 
samraensetzung - proportional 1st. Dor Proportionalitfitsf aktor 
iat fUr jede Me thylverbindung durch Eichung geaondert festzu- 
legcn. 
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Patentan a p r U c h e 



1. JVerfahren zur Schichtdickenbes timmung organischer Methyl- 
^/ verbindungen, wie zum Bei spiel Methanol, Toluol, Aceton 

etc., dadurch gekennzeichnet , dafi der 
IR-Laserstrahl f vorzugsweise eines He-Ne-Lasers, mittels 
einer Chopperanordnung in einen Melistrahl und in einen Re- 
ferenzstrahl geteilt wird, wovon der Meftstrahl auf die 
Schicht und der Referenzstrahl auf einen unbeschichteten 
Teil des Tragers senkrecht auftreffen und die beiden re- 
flektierten Strahlen einera Detektor mit nachgeschalteter 
Elektronik zur Bildung eines Dif f erenzsignals zugefuhrt 
werden. 

2, Anordnung zur Durchf iihrung. des Verfahrens nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , dafi in dem 
Strahlengang (ll) eines IR-Lasers (lO) eine Choppereinrich- 
tung (12) und ein Planspiegel (13) angeordnet ist und den 
ref lektierenden Strahlen (l^, 15) ©in halbdurchlassiger 
Splogol (16) , ein Detektor (17) nebst Verstarker (l8), so- 
wio cine Auswertelektronik (19) .zugeordnet sind* 
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